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Gas issues
• Gas is responsible for most of the detectors contamination

– Gas purity ex: C H– Gas purity ex: C4H10
– Lubrifiers for gas hardware contain Si
– Mixture precision ( 1% of full scale for the current gas)
– Water and Oxygen 

• Safety ( flammable gases)
• Environment• Environment
• Remedies

– Stainless  steel system, special hardware orders, ex:SWATSLOCK
– Calibrated mass flow meters
– Gas analysis ( Mixture, H2O, O2 …)

Recirculating purifying system– Recirculating, purifying system

• Expensive but do not take risks with the gas !



Plan Plan dudu système de gazsystème de gaz
Un système performantUn système performant,, sophistiqué sophistiqué etet complexecomplexe, , maismais souple souple etet
«« facilementfacilement » adaptable» adaptable àà dede nouveaux  modesnouveaux  modes d’utilisationd’utilisation..



Fonctionnement nominalFonctionnement nominal dudu système de gazsystème de gaz
Contribue Contribue àà lala qualité des donnéesqualité des données enregistrées par enregistrées par lala chambre chambre àà filsfils

Les Paramètres essentiels et le cahier des charges :Les Paramètres essentiels et le cahier des charges :
1)1) Mélange de gaz HeMélange de gaz He--CC44HH1010 peu densepeu dense,, gain élevégain élevé et et stablestable 80%80%--20% 20% ((débitmètres débitmètres 

i é ii é i )) l li ti d l’i l i t id tifi ti dE/d dl li ti d l’i l i t id tifi ti dE/d dmassiques précismassiques précis):  ):  localisation, mesure de l’impulsion et identification par dE/dx des localisation, mesure de l’impulsion et identification par dE/dx des 
traces chargées.traces chargées.

2)2) Surpression de la chambreSurpression de la chambre maintenuemaintenue àà + 4 mbars par rapport+ 4 mbars par rapport à laà la pressionpression2)2) Surpression de la chambreSurpression de la chambre maintenue maintenue àà  4 mbars par rapport  4 mbars par rapport à la à la pressionpression
atmosphérique atmosphérique ((système de régulation de la vitesse des compresseurs qui assurent système de régulation de la vitesse des compresseurs qui assurent 
la circulation du gazla circulation du gaz): ): tenue mécanique et sécurité de la chambre (+ bulleurs de secours tenue mécanique et sécurité de la chambre (+ bulleurs de secours 
et ligne He de sécurité)et ligne He de sécurité)et ligne He de sécurité).et ligne He de sécurité).

3)3) Contamination d’oxygène faibleContamination d’oxygène faible (< 10 ppm) et (< 10 ppm) et concentration d’eau ajustableconcentration d’eau ajustable (de (de 
0 ppm 0 ppm àà quelques fractions de %).quelques fractions de %).pppp q q )q q )

4)4) Recirculation du gaz Recirculation du gaz àà haut débithaut débit ((~ 15 lt/min~ 15 lt/min) : ) : brassage, filtration et purification brassage, filtration et purification 
fréquente et efficace du gaz.  fréquente et efficace du gaz.  

5)5) Système en mode semiSystème en mode semi--ouvertouvert ((échappement et renouvellement  de 2.5 lt/min de échappement et renouvellement  de 2.5 lt/min de 
gazgaz) :) : 1 nouveau volume de la chambre toutes les 351 nouveau volume de la chambre toutes les 35--40 heures. 40 heures. 



Gestion Gestion des des alarmes alarmes etet contrôle/commande contrôle/commande 
dudu système de gazsystème de gazdudu système de gazsystème de gaz

Mesures des concentrationsMesures des concentrations CC44HH1010, O, O22 etetMesures des concentrationsMesures des concentrations CC44HH1010, O, O22 et et 
HH22O et O et des températures des températures etet pressionspressions àà différents différents 
endroits du systèmeendroits du système..

Opération Opération et et surveillancesurveillance complètement complètement 
automatiséesautomatisées,, autonomes autonomes etet informatiséesinformatisées («(« mode mode 
manuelmanuel » possible) :» possible) :p )p )

1) 1) NanoNano--Automates Automates industriels industriels programmablesprogrammables..

2)2) LogicielLogiciel dede contrôle/commandecontrôle/commande VME/SunVME/Sun--EPICSEPICS..2) 2) LogicielLogiciel dede contrôle/commande contrôle/commande VME/SunVME/Sun EPICSEPICS..

3) 3) Accessibles/intégrées Accessibles/intégrées auau système central BaBarsystème central BaBar
(shifts)(shifts)..

4) 4) Données stockées/accessiblesDonnées stockées/accessibles en permanence en permanence dans ladans la
base de donnéesbase de données Objectivity Objectivity dede BaBarBaBar..

Pratiquement aucune alarme Pratiquement aucune alarme 
pendant les périodes de prises de données.pendant les périodes de prises de données.



Panneaux EPICSPanneaux EPICS dudu système de gaz système de gaz (1)(1)y gy g ( )( )



Concentration Concentration dede CC44HH1010 dudu 1/05/99 1/05/99 auau
17/11/9917/11/9917/11/9917/11/99

Grande stabilité Grande stabilité (< 5 /1000)(< 5 /1000) au cours du tempsau cours du temps (discontinuités : periodes (discontinuités : periodes 
interventions/arrêt du détecteur/machine)interventions/arrêt du détecteur/machine)interventions/arrêt du détecteur/machine).interventions/arrêt du détecteur/machine).

(20.115 (20.115 ±± 0.022)%0.022)%
changement point fonctionnementchangement point fonctionnement

(20.015 (20.015 ±± 0.016)%0.016)%



SurpressionSurpression de la de la chambre chambre dudu 1/05/99 1/05/99 auau
17/11/9917/11/99

+ (3.994 + (3.994 ±± 0.011) mbars0.011) mbars

Surpression par rapport a laSurpression par rapport a laSurpression par rapport a la Surpression par rapport a la 
pression atmosphérique évite pression atmosphérique évite 
l’entrée d’autres gaz dans la l’entrée d’autres gaz dans la 
h bh bchambre.chambre.

Le système de régulation Le système de régulation 
de la recirculation du gazde la recirculation du gaz
par compresseurs asservispar compresseurs asservis
est très performantest très performant.



SurpressionSurpression de la de la chambre chambre dudu 1/05/99 1/05/99 auau
17/11/9917/11/99

+ (3.994 + (3.994 ±± 0.011) mbars0.011) mbars

Surpression par rapport a laSurpression par rapport a laSurpression par rapport a la Surpression par rapport a la 
pression atmosphérique évite pression atmosphérique évite 
l’entrée d’autres gaz dans la l’entrée d’autres gaz dans la 
h bh bchambre.chambre.

Le système de régulation Le système de régulation 
de la recirculation du gazde la recirculation du gaz
par compresseurs asservispar compresseurs asservis
est très performantest très performant.



DémarrageDémarrage le 28/4/99le 28/4/99 de lade la purification d’Opurification d’O22

Une cartouche de catalyseurUne cartouche de catalyseurUne cartouche de catalyseurUne cartouche de catalyseur
au Palladium chaufféeau Palladium chauffée
(180 (180 ooC) + tamis moléculaires C) + tamis moléculaires 
àà base de zéolite (base de zéolite (héritage dehéritage deàà base de zéolite (base de zéolite (héritage de héritage de 
NOMADNOMAD--LAPPLAPP),),
réadapté par le grouperéadapté par le groupe..

Réaction chimique :Réaction chimique :
2 C2 C44HH1010 + 13 + 13 OO22

8 CO8 CO22 + 10 H+ 10 H22OO2 2 22

De 80 De 80 àà 5 ppm5 ppm
en moins de 20 h !en moins de 20 h !en moins de 20 h !en moins de 20 h !



Concentration Concentration etet humidificateurhumidificateur dede HH22OO

Longtemps inférieure Longtemps inférieure àà 10 ppm, la concentration d’eau dans la chambre 10 ppm, la concentration d’eau dans la chambre àà fils est fils est 
maintenant de l’ordre de 3000 ppmmaintenant de l’ordre de 3000 ppm, , après l’installation d’un humidificateur après l’installation d’un humidificateur 
fabriqué au LAPPfabriqué au LAPP et et branché en dérivation de la ligne de recirculation du gazbranché en dérivation de la ligne de recirculation du gaz
(lutte contre vieillissement chambre).(lutte contre vieillissement chambre).

Sortie gazSortie gaz Entrée gazEntrée gaz

( 100 cc/min)( 100 cc/min)(~ 100 cc/min)(~ 100 cc/min)

OctobreOctobre--Novembre 99Novembre 99

eaueau
(30 (30 ooC)C)



Conclusions

• The system exists and it is transferred back 
to LAPP in April, May

• It can be modified for the DHCALIt can be modified for the DHCAL 
• Main question

– Open or semi-closed system ??


